
书书书

激光与光电子学进展
４８，０６１１０１（２０１１） 犔犪狊犲狉牔犗狆狋狅犲犾犲犮狋狉狅狀犻犮狊犘狉狅犵狉犲狊狊 ○Ｃ２０１１《中国激光》杂志社

成像光谱仪标准探测器 漫反射板定标法准确性分析

张春雷１，２　向　阳１
１中国科学院长春光学精密机械与物理研究所应用光学国家重点实验室，吉林 长春１３００３３

２中国科学院研究生院，北京（ ）
１０００４９

摘要　采用标准探测器 漫反射板法对成像光谱仪进行定标，具有实现容易、定标精度较高的特点。针对标准探测

器 漫反射板定标法，推导出成像光谱仪探测器像元采集到的信号电子数的计算表达式，研究了在双向反射分布函

数（ＢＲＤＦ）影响下辐照度标准灯照射距离犎 和成像光谱仪观察角β对标准探测器 漫反射板法定标成像光谱仪准

确性的影响。结果表明，不管是否考虑双向反射分布函数，双向反射分布函数对观察角度的影响比照射距离的影

响大。照射距离变化２ｍｍ，观察角度变化１°，考虑双向反射分布函数前后犎 取０．５～１．２５ｍ，β取０°～３０°范围内

绝大部分区域满足信号电子数变化小于１％。
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１　引　　言

辐射定标是成像光谱仪信息定量化的先决条件，也是反演被测景物参数的基础。成像光谱仪的辐射定

标主要包括实验室定标、星上定标和场地替代定标三个阶段，其中，实验室定标的主要作用就是确定成像光

谱仪的响应并评估其不确定度。

０６１１０１１



４８，０６１１０１ 激光与光电子学进展 ｗｗｗ．ｏｐｔｉｃｓｊｏｕｒｎａｌ．ｎｅｔ

目前，实验室辐射定标主要有３种方法，即：积分球法、基于太阳定标法和标准探测器 漫反射板法。积

分球法是实验室进行辐射定标的常用方法，它首先使用标准灯定标光谱辐射计，其次使用定标好的光谱辐射

计定标积分球，最后使用积分球定标成像光谱仪［１，２］，机载可见／近红外成像光谱仪（ＡＶＩＲＩＳ）
［３］、紧凑型机

载光谱遥感器（ＣＯＭＰＡＳＳ）
［４］、宽视场海洋观测遥感器（ＳｅａＷｉＦＳ）

［５，６］、弱光强便携式超光谱成像仪

（ＰＨＩＬＬＳ）等遥感器都采用这种方法进行定标。积分球法的优点是能够提供大面积无偏振光源，可以实现

对遥感仪器全视场、全口径的定标，缺点是设备复杂，体积庞大。为了消除标准灯与太阳色温不同和太阳夫

琅禾费线引起的成像光谱仪响应差异，基于太阳定标法［７，８］可以在野外使用太阳辐射计进行测量，也可以通

过设计制造太阳反射装置把太阳光引入到实验室中进行定标［９］，这种方法的缺点是受大气的影响大，而且要

精确测定大气透射率。

为实现高精度辐射定标，Ｄ．Ｗ．Ａｌｌｅｎ等
［１０］发展了能同时用作照度和亮度标准的辐射计，使低温绝对

辐射计［１１，１２］和标准探测器［１３，１４］能够应用在空间遥感器的辐射定标上，标准探测器 漫反射板法中辐射标准

由标准探测器替代了辐照度标准灯，不确定度由３％～５％
［１５］降低到０．２％

［１６］。标准探测器采用陷阱探测器

前加干涉滤光片的方式测量几个波长处的光谱辐亮度值，然后通过插值得到其他波长处的光谱辐亮度值。

虽然辐射标准采用标准探测器，但是辐照度标准灯经严格筛选，稳定性和方向性好，还可以与标准探测器结

果比对，光源仍采用辐照度标准灯。这种方法精度的提高主要依赖于标准探测器的高精度；在偏振对成像光

谱仪定标结果影响不大的情况下，使用漫反射板代替大积分球作为扩展光源来标定成像光谱仪可以实现由

传统的比对方式变成光谱辐亮度间的直接比对，定标过程的不确定度由原来的５％～８％降低到小于

２％
［１７］。本文通过建立标准探测器 漫反射板法定标成像光谱仪模型，计算了辐照度标准灯以不同距离照

射，成像光谱仪以不同角度观测漫反射板时狭缝方向像元采集到的信号电子数分布，计算分析了照射距离、

观察角度改变对成像光谱仪辐射定标结果的影响，并对双向反射分布函数（ＢＲＤＦ）的影响进行了分析。

２　原　　理

使用标准探测器 漫反射板定标成像光谱仪辐射响应特性的原理如图１所示。标准灯垂直照射漫反射

板，成像光谱仪入瞳取在漫反射板处，这样需要的漫反射板面积最小。辐照度标准灯发出的光经漫反射板漫

反射后进入成像光谱仪入瞳，具有相同方向的光线会聚到望远物镜焦面处狭缝的某一像元上，经光谱仪色散

形成与狭缝方向垂直的一列像元，平行狭缝方向形成不同中心波长的狭缝的单色像，如图２所示。

图１ 漫反射板定标成像光谱仪辐射响应特性

Ｆｉｇ．１ Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｏｆｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎｏｆｉｍａｇｉｎｇｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ

ｕｓｉｎｇｄｉｆｆｕｓｅｒｍｅｔｈｏｄ

图２ 成像光谱仪成像原理图

Ｆｉｇ．２ Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｏｆｉｍａｇｉｎｇｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ

对于理想漫反射板，辐照度标准灯照射在漫反射板上，漫反射板的光谱辐亮度［１５］为

犔（λ）＝ρ
（λ）犈（λ）

π
， （１）

式中犔（λ）为光谱辐亮度，ρ（λ）为光谱反射率，犈（λ）为光谱辐照度。

０６１１０１２
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图３ 狭缝方向垂直纸面时漫反射板上坐标与

入瞳面上坐标的关系

Ｆｉｇ．３ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｓｏｆ

ｄｉｆｆｕｓｅｒａｎｄｅｎｔｒａｎｃｅｐｕｐｉｌ

由于辐照度标准灯灯丝是垂直螺旋形的，漫反射板

上光谱辐照度与入射角余弦的三次方成正比［１７］。由（１）

式可知，漫反射板上相应点的光谱辐亮度与入射角余弦

的三次方成正比，那么漫反射板上的光谱辐亮度

犔（狉′，λ）＝犔ｍａｘ（λ）
犎

犎２
＋狉′槡（ ）２

３

， （２）

式中犔（狉′，λ）为与距离相关的光谱辐亮度，犔ｍａｘ（λ）为漫

反射板中心光谱辐亮度，狉′为漫反射板上与中心点的距

离，犎 为辐照度标准灯到漫反射板的距离。

对于成像光谱仪狭缝方向与纸面平行时，在入瞳上

对光源相应亮度积分时漫反射板上极坐标位置 （狉′，θ′）

与入瞳上对应位置（狉，θ）的关系如图３所示，β为成像光

谱仪光轴与漫反射板法线夹角，定义为成像光谱仪的观

测角。ν为进入入瞳光线与成像光谱仪光轴夹角，它由像

元尺寸和望远系统焦距决定，γ＝ａｒｃｔａｎ
ｄ狀

犳（ ）′ ，成像光谱仪光轴与狭缝中心的像元中心相交，沿狭缝方向定

义为狓方向，垂直狭缝方向定义为狔方向，漫反射板上沿犗犈方向定义为犢方向，沿犈犃′方向定义为犡 方向，

狀为像元数，犱为探测器的像元尺寸，犳′为成像光谱仪望远系统的焦距。由图中几何关系有

犗犈 ＝狉ｓｉｎθ＝狉′ｓｉｎθ′． （３）

在 △犃犃′犈中，∠犈犃犃′＝９０°＋γ，∠犈犃′犃＝１８０－（９０°＋γ＋β）＝９０°－β－γ，犃犈＝狉ｃｏｓθ，犃′犈＝狉′ｃｏｓθ，

由三角形正弦定理得

ｓｉｎ（９０°＋β＋γ）／（狉ｃｏｓθ）＝ｓｉｎ（９０°＋γ）／（狉′ｃｏｓθ′）． （４）

经化简可得到漫反射板上坐标与入瞳相应坐标关系式

狉′＝狉ｓｉｎθ １＋
ｃｏｓγ

ｃｏｓ（γ＋β）ｔａｎ（ ）θ槡
２

． （５）

图４ 光谱辐照度微元计算示意图

Ｆｉｇ．４ Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓｔｏｃａｌｃｕｌａｔｅｔｈｅｉｒｒａｄｉａｎｃｅ

成像光谱仪中心波长为λ犻通道内第狀个像元上的照度表

达式为

ｄ犈（λ犻，狀）＝犔（λ）τ０犳（λ犻－λ）ｃｏｓｄλｄΩ， （６）

式中ｄ犈（λ犻，狀）为中心波长为λ犻通道内第狀个像元上的照

度微元，犔（λ）为入瞳前的光谱辐亮度，τ０ 为光学系统的

透射率，犳（λ犻－λ）为光谱响应函数，为像面上一点与入

瞳上微元连线和像面法线方向夹角，ｃｏｓ＝
犳′

狉２＋犳′槡
２
，

ｄΩ为入瞳上微元对像面上某一像元所张的立体角，

ｄΩ＝ｃｏｓ狉ｄ狉ｄθ／犳′，如图４所示。

３　计算分析

（６）式中的光谱辐照度微元乘以探测器像元面积犃ｄｅｔ得到单位时间内采集到的光通量，乘以积分时间

狋ｉｎｔ得到积分时间内的光辐射能量，除以犺ν＝犺犮／λ得到积分时间内采集到的光子数，与探测器量子效率η相

乘得到探测器采集到的信号电子数微元。再对得到的信号电子数微元积分及得到中心波长为λ犻 通道第狀

个像元产生的电子数为

犖ｓ（λ犻，狀）＝η
（λ犻）犃ｄｅｔ狋ｉｎｔ
犺犮 ∫

２π

０
∫
犚

０
∫
λ犻＋Δλ犻

／２

λ犻－Δλ犻
／２

犔ｍａｘ（λ）
犎

犎２
＋狉′槡（ ）２

３

τ０λ犳（λ犻－λ）狉犳′
２

（狉２＋犳′
２）２

ｄλｄ狉ｄθ， （７）
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式中探测器的量子效率η取为０．７，积分时间狋ｉｎｔ取为４．１６ｍｓ，光学系统的透射率τ０ 取为０．３，ρ取为１，像元

尺寸犱取１８μｍ ，即犃ｄｅｔ取为１８×１８μｍ
２，望远物镜焦距取为０．７２ｍ，狉′由（４）式给出，光谱响应函数

犳（λ犻－λ）取为高斯函数形式，光谱带宽取为１０ｎｍ，辐照度标准灯的色温近似为３０００Ｋ，犔ｍａｘ（λ）分布取为

３０００Ｋ黑体的光谱分布，犚为入瞳半径，计算中取为９０ｍｍ。

景物中心像元各光谱通道采集到的相对信号电子数分布与波长λ的关系由（７）式计算。由于假定了各

波长的量子效率相同且都为０．７，所以探测器沿光谱方向采集到的信号电子数分布基本与色温３０００Ｋ黑体

光谱辐射分布相同。

辐照度标准灯到漫反射板距离对狭缝方向电子数分布的影响，当辐照度标准灯到漫反射板的距离犎 分

别取为０．５，０．７５，１，１．２５ｍ时，由（７）式算得的归一化到０．５ｍ最大值处的电子数分布如图５所示。计算结

果表明，辐照度标准灯到漫反射板距离相同时，随着像元数的增加，探测器像元采集到的信号电子数逐渐减

少，这是由于从入瞳进入、不同方向的辐亮度对应漫反射上的不同位置造成的，但减少幅度不大。随着距离

的增加，各像元采集到的信号电子数都减小，不同像元间采集到的电子数差异变小，这是由于漫反射板上的

辐照度随着辐照度标准灯距漫反射板的距离增大更均匀，距离不同时，电子数基本按距离平方反比规律

变化。

观察角度也对采集到的信号电子数分布有一定程度影响，犎 取０．５ｍ，观测角β以１５°为间隔从１５°取到

６０°时，经计算得到图６。计算结果表明，角度一定时，随着像元数的增大，各像元采集到的信号电子数逐渐

减少；随着观测角度的增大，像元数大的像元采集到的信号电子数减少得更多，３０°时最大的衰减０．０１２％，

６０°时最大的衰减可达０．１１％ 。成像光谱仪定标时既要考虑到电子数随像元数的变化情况，还要使成像光

谱仪不挡住辐照度标准灯的照明，故β取２０°～３０°为宜。

图５ 归一化到０．５ｍ时最大值各像元采集的电子数

分布图（β＝３０°，犎＝０．５～１．２５ｍ）

Ｆｉｇ．５ Ｒｅｌａｔｉｖｅｅｌｅｃｔｒｏｎｎｕｍｂｅｒｓｎｏｒｍａｌｉｚｅｄｔｏ

ｍａｘｉｍｕｍｏｆ０．５ｍ（β＝３０°，犎＝０．５～１．２５ｍ）

图６ 归一化到３０°时最大值处各像元采集的电子数

分布图（犎＝０．５ｍ，β＝１５°～６０°）

Ｆｉｇ．６ Ｒｅｌａｔｉｖｅｅｌｅｃｔｒｏｎｎｕｍｂｅｒｓｎｏｒｍａｌｉｚｅｄｔｏ

ｍａｘｉｍｕｍｏｆ３０°（犎＝０．５ｍ，β＝１５°～６０°）

为了得到观察角、照射距离定位精确程度对探测器像元采集到的信号电子数分布的影响，电子数对成像

光谱仪观察角β、照射距离犎 作偏微分，两边分别除以犖ｓ，得到电子数的相对变化，即

Δ犖ｓ
犖ｓ

＝
犖ｓ

β

Δβ
犖ｓ

＋
犖ｓ

犎
Δ犎
犖ｓ

＝
－３犎

３（－狉
２ｓｉｎ２θ＋犃

２）ｔａｎ（β＋γ）狉／（犎
２
＋犃

２）２．５／（狉２＋犳′
２）４ｄ狉ｄθ

（犎／ 犎２＋犃槡
２）３狉／（狉２＋犳′

２）２ｄ狉ｄθ
Δβ＋

［１－３犎
２／（犎２＋犃

２）］狉／｛犎２＋犃
２｝１．５／（狉２＋犳′

２）２ｄ狉ｄθ

（犎／ 犎２＋犃槡
２）３狉／［犎２（狉２＋犳′

２）２］ｄ狉ｄθ
Δ犎． （８）

式中犃＝狉ｃｏｓθ ｃｏｓ２γ＋［ｃｏｓ（β＋γ）ｔａｎθ］槡
２／ｃｏｓ（β＋γ）。

犎 取０．５ｍ，β取３０°，不考虑β的变化，即Δβ＝０，照明距离 犎 的改变量Δ犎 分别取－０．５，－１，０．５，

１ｍｍ时，可得到如图７所示的结果。计算结果表明，照射距离犎 变化１ｍｍ，狭缝方向像元最大电子数相对

变化为０．３８８４％，随着Δ犎 的绝对值增加，电子数的变化幅度增加。犎 取０．５ｍ，β取３０°，不考虑 犎 的变
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图７ 改变不同照射距离时电子数相对

改变图（犎＝０．５ｍ，β＝３０°）

Ｆｉｇ．７ Ｒｅｌａｔｉｖｅｅｌｅｃｔｒｏｎｎｕｍｂｅｒｅｒｒｏｒｓｖｅｒｓｕｓｐｉｘｅｌ

ｎｕｍｂｅｒａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔｄｉｓｔａｎｃｅｓ（犎＝０．５ｍ，β＝３０°）

化，即Δ犎＝０，观察角度的改变量 Δβ分别取－０．５°，

－０．２５°，０．２５°，０．５°时，可得到如图８所示的结果，计算

结果表明，角度变化０．５°，狭缝方向像元最大电子数相对

变化为０．０２０９％，随着Δβ的绝对值增加，电子数的变化

幅度增加。由以上结论可以得出照射距离变化１ｍｍ引

起的信号电子数变化对结果的影响比观察角变化０．５°时

大一个数量级，因此在不考虑ＢＲＤＦ定标时要更精确地

控制距离的定位精度。为凸显标准探测器代替辐照度标

准灯作为辐射标准的优势，应使由漫反射板作为扩展源

引起的探测器采集信号电子数变化小于１％。角度在

０°～３０°之间，距离取在０．５～１．２５ｍ范围内，取探测器一

个像元重新计算，距离改变２ｍｍ，角度改变１°，结果如

图９所示，图中平面对应电子数变化值为１％，图９表明

探测器采集到的信号电子数在上述距离角度范围内变化相应距离角度后都不大于１％。

图８ 改变不同角度时电子数相对

改变图（犎＝０．５ｍ，β＝３０°）

Ｆｉｇ．８ Ｒｅｌａｔｉｖｅｅｌｅｃｔｒｏｎｎｕｍｂｅｒｅｒｒｏｒｓｖｅｒｓｕｓｐｉｘｅｌ

ｎｕｍｂｅｒａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔａｎｇｌｅｓ（犎＝０．５ｍ，β＝３０°）

图９ 不同距离角度小距离角度小量改变

对信号电子数的影响

Ｆｉｇ．９ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｂｅｔｗｅｅｎｒｅｌａｔｉｖｅｅｌｅｃｔｒｏｎｎｕｍｂｅｒ

ｅｒｒｏｒｓａｎｄｉｌｌｕｍｉｎａｔｉｎｇｄｉｓｔａｎｃｅｓａｎｄｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎａｎｇｌｅ

漫反射板ＢＲＤＦ定义为指定方向上单位面积单位立体角内的光谱辐通量与某一方向上入射到漫反射

板上相应位置的单位面积上接收的光谱辐通量的比值，它比通常的反射比和反射率更能精确描述物体表面

反射的方向特性。当漫反射板不是理想朗伯体时，通过使用ＢＲＤＦ就能得到漫反射板各个方向的光谱辐亮

度不一致对不同景物像元同一光谱通道采集到的信号电子数的影响。由ＢＲＤＦ定义使用平行光照射漫反

射板，入射角相同，可以方便得到漫反射板ＢＲＤＦ影响下信号电子数的变化，如图１０所示，漫反射板上照度

分布仍按未使用平行光照射的照度分布计算，这样可以直接比较ＢＲＤＦ前后对探测器采集到的信号电子数

的影响。

考虑ＢＲＤＦ后的探测器信号电子数计算式为

犖ｓ（λ犻，狀）＝η
（λ犻）犃ｄｅｔ狋ｉｎｔ
犺犮 ∫

２π

０
∫
犚

０
∫
λ犻＋Δλ犻

／２

λ犻－Δλ犻
／２

犳ｒ（狀，λ犻）犈ｍａｘ（λ）
犎

犎２
＋狉′槡（ ）２

３

τ０λ犳（λ犻－λ）狉犳′
２

（狉２＋犳′
２）２

ｄλｄ狉ｄθ， （９）

式中犳ｒ（狀，λ犻）为漫反射板的双向反射分布函数，犈ｍａｘ（λ）为漫反射板中心的光谱辐照度。对于垂直入射，在

同一平面内入射角α为０°，反射角为以１０°为间隔从１０°取到５０°时的ＢＲＤＦ由文献［１８］中给出，如表１所示，

利用多项式插值方法构造一个过该５点的多项式，其余角度处的ＢＲＤＦ值为

犳ｒ（γ）＝－０．２６９４γ
４
＋０．４７０２γ

３
－０．２８７２γ

２
＋０．０４８７γ＋０．３４００， （１０）

式中γ为用弧度表示的角度值，犳（γ）为相应角度处的ＢＲＤＦ值。经计算得到狭缝方向采集到的信号电子数

随照射距离和观察角度变化的关系如图１１和１２所示。计算结果表明，考虑ＢＲＤＦ后，距离改变基本不改变

电子数分布形状，角度改变后，电子数相对分布有很大变化，未考虑ＢＲＤＦ时相对３０°时变化不到０．１％，考
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虑ＢＲＤＦ后变化到２２％。

表１ 漫反射板以１０°为间隔从１０°～５０°的ＢＲＤＦ值

Ｔａｂｌｅ１ ＢＲＤＦｏｆｔｈｅｄｉｆｆｕｓｅｒｆｒｏｍ１０°ｔｏ５０°

Ａｎｇｌｅ／（°） １０ ２０ ３０ ４０ ５０

ＢＲＤＦ／ｓｒ－１ ０．３４２ ０．３３８ ０．３３４ ０．３３０ ０．３２０

图１０ 狭缝平行纸面时，考虑ＢＲＤＦ后漫反射板定

标成像光谱仪辐射响应特性原理图

Ｆｉｇ．１０ Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｏｆｃａｌｉｂｒａｔｉｎｇｔｈｅｉｍａｇｉｎｇｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ

ｕｓｉｎｇｄｉｆｆｕｓｅｒ ｍｅｔｈｏｄａｆｔｅｒｃｏｎｓｉｄｅｒｉｎｇＢＲＤＦ

　　ｗｈｅｎｓｌｉｔｐａｒａｌｌｅｌｓｔｏｔｈｅｐａｐｅｒ

图１１ 考虑ＢＲＤＦ后改变不同照射距离时电子数

相对改变图（β＝３０°）

Ｆｉｇ．１１ Ｒｅｌａｔｉｖｅｅｌｅｃｔｒｏｎ ｎｕｍｂｅｒｅｒｒｏｒｓｖｅｒｓｕｓｐｉｘｅｌ

ｎｕｍｂｅｒｓａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔｄｉｓｔａｎｃｅｓａｆｔｅｒｃｏｎｓｉｄｅｒｉｎｇ

　　　　　ＢＲＤＦ（β＝３０°）

图１２ 考虑ＢＲＤＦ后改变不同观测角时电子数

相对改变图（犎＝０．５ｍ）

Ｆｉｇ．１２ Ｒｅｌａｔｉｖｅｅｌｅｃｔｒｏｎ ｎｕｍｂｅｒｅｒｒｏｒｓｖｅｒｓｕｓｐｉｘｅｌ

ｎｕｍｂｅｒｓａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔａｎｇｌｅｓａｆｔｅｒｃｏｎｓｉｄｅｒｉｎｇ

　　　　　ＢＲＤＦ（犎＝０．５ｍ）

　　照射距离和观测角度改变小量时，由于式中犳ｒ（狀，λ犻）对犎和β微分后结果不是解析形式，所以照射距离

和观测角度引起的信号电子数的改变量分别为

Δ犖ｓ（犎，β，Δ犎）

犖ｓ
＝
犖ｓ（犎＋Δ犎）－犖ｓ（犎）

犖ｓ
， （１１）

Δ犖ｓ（犎，β，Δβ）

犖ｓ
＝
犖ｓ（β＋Δβ）－犖ｓ（β）

犖ｓ
． （１２）

图１３ 改变不同照射距离时电子数相对改变图

（犎＝０．７５ｍ，β＝３０°）

Ｆｉｇ．１３ Ｒｅｌａｔｉｖｅｅｌｅｃｔｒｏｎｎｕｍｂｅｒｓｅｒｒｏｒｓｖｅｒｓｕｓｐｉｘｅｌ

ｎｕｍｂｅｒａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔΔ犎ａｆｔｅｒｃｏｎｓｉｄｅｒｉｎｇＢＲＤＦ

　　　（犎＝０．７５ｍ，β＝３０°）

　　探测器像元采集到的信号电子数改变如图１３和１４所示。图１３和１４表明，距离改变量小时探测器像元

接收的信号电子数改变与未考虑ＢＲＤＦ时一样，角度改变时，信号电子数的改变是未考虑ＢＲＤＦ时的３．５

倍。尽管如此，照射距离１ｍｍ的变化对结果的影响比观测角变化０．５°大４．７倍，因此在考虑ＢＲＤＦ定标时

也要更精确地控制距离的定位精度。犎 取０．５～１．２５ｍ，β取０°～３０°，距离变化２ｍｍ，角度变化１°，重新计

算得到电子数变化最大的探测器第３５００个像元电子数变化如图１５所示，图中平面对应电子数变化值为

１％，图１５表明只有角度和距离的坐标位置在（０°，０．５ｍ），（０°，０．８３７５ｍ），（４．５°，０．５ｍ）围成的近似三角形

区域内信号电子数变化才超过１％。
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图１４ 改变不同角度时电子数相对改变图

（犎＝０．７５ｍ，β＝３０°）

Ｆｉｇ．１４ Ｒｅｌａｔｉｖｅｅｌｅｃｔｒｏｎ ｎｕｍｂｅｒｅｒｒｏｒｓｖｅｒｓｕｓｐｉｘｅｌ

ｎｕｍｂｅｒｓａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔΔβａｆｔｅｒｃｏｎｓｉｄｅｒｉｎｇＢＲＤＦ

　　　　（犎＝０．７５ｍ，β＝３０°）

图１５ 考虑ＢＲＤＦ后不同照射距离和观测角度对

信号电子数的影响

Ｆｉｇ．１５ Ｒｅｌａｔｉｖｅ ｅｌｅｃｔｒｏｎ ｎｕｍｂｅｒ ｅｒｒｏｒｓ ｖｅｒｓｕｓ

ｉｌｌｕｍｉｎａｔｉｎｇｄｉｓｔａｎｃｅｓａｎｄｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎａｎｇｌｅｓ

　　　ａｆｔｅｒｃｏｎｓｉｄｅｒｉｎｇＢＲＤＦ

４　结　　论

通过计算分析了辐照度标准灯以不同距离垂直照射漫反射板，成像光谱仪以不同角度观察漫反射板时，

成像光谱仪探测器狭缝方向各像元产生的电子数分布。通过计算分析表明，考虑ＢＲＤＦ后，距离对狭缝方

向电子数分布的影响与未考虑ＢＲＤＦ相同，角度对狭缝方向电子数分布的影响与未考虑ＢＲＤＦ时有明显不

同，未考虑ＢＲＤＦ时相对３０°时最大值变化不到０．１％，考虑ＢＲＤＦ后变化到２２％，角度变化０．５°，信号电子

数的改变是未考虑ＢＲＤＦ时的３．５倍。不管考不考虑ＢＲＤＦ，定标过程中对照射距离精度的控制比观察角

度精度控制要更严格。照射距离变化２ｍｍ，观察角度变化１°，考虑ＢＲＤＦ前后犎 取０．５～１．２５ｍ，β取０°～

３０°范围内绝大部分区域满足信号电子数变化小于１％，可以凸显利用标准探测器 漫反射板法定标的优势。
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